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J'ai 4 jours
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METHODES PEDAGOGIQUES

- Alternance de cours (17,5 h) et de
travaux pratiques (12 h)

- TP en sous-groupes de 5 stagiaires
maximum avec un intervenant par
Sous-groupe

En fin de formation, un test d'évaluation
d’acquisition des connaissances sera
effectué et une correction collective
commentée permettra au stagiaire de se
positionner sur I'atteinte des objectifs de la
formation.

Un support papier et une clé USB seront
mis a disposition du stagiaire.

co0T PEDAGOGIQUE
1900 Euros

A L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires

Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 24 073 : du lundi 25/03/24 a 14:00
au vendredi 29/03/24 a 12:00

AXE 6 - Physique et instrumentation

Interactions plasma / surfaces : utilisation des plasmas
froids pour le traitement et la modification de surfaces

OBJECTIFS

- Connaitre les mécanismes de base de création d’un plasma froid

- Savoir utiliser des dispositifs optique et électrostatique de caractérisation

- Acquérir les bases des procédés de dépdts par voie chimique (CVD) et physique (PVD)
- Appréhender les mécanismes de gravure de couches minces par plasmas

- Connaitre les principaux types de réacteurs plasma, radiofréquence et micro-onde

PUBLIC

Techniciens supérieurs, ingénieurs, chercheurs, doctorants et post-doctorants

PREREQUIS

Notions de base en physique et/ou chimie (niveau Bac + 2 minimum)
Des connaissances en électricité et technologie de vide sont préférables mais non indispensables.

PROGRAMME

- Bases théoriques des plasmas

- Production de plasmas froids

- Diagnostic optique des plasmas

- Procédés de pulvérisation et caractérisation des couches minces obtenues

- Plasmas et croissance de films minces

- Introduction aux mécanismes de gravure

- Introduction aux plasmas a la pression atmosphérique

- Procédé de dépdts de couches minces a I'échelle atomique (PE-ALD)

- Traitements de surfaces des polymeres et dépdts de couches minces organiques par plasma
- Présentation de modules de calculs applicables a la modélisation des réacteurs plasmas
- Fonctionnement d’un réacteur RF (13.56 MHz) (TP)

- Utilisation des sondes de Langmuir (TP)

- Utilisation de I'actinométrie pour la caractérisation d’'un plasma (TP)

Programme détaillé accessible sur la page web dédiée a cette formation sur le site du LPSC.

EQUIPEMENT

Dispositif de mesure par sonde électrostatique (de Langmuir) ; spectrométre optique de haute résolution
(Jobin-Yvon FHR1000) ; dispositif interférentiel de mesure d’épaisseur ; réacteur plasma ECR (2,45 GHz) ;
réacteur R.F. (13,56 MHz)

INTERVENANTS

S. Béchu, G. Henrion, A. Tallaire (chercheurs), M. Bonvalot, T. Tillocher, J. Pulpytel, E. Despiau-Pujo , C.
Lazzaroni, N. Naudé (maitres de conférences), B. Fernandez (assistant ingénieur) et A. Bes (ingénieur de
recherche)
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